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1.ま えが き

精密万能投 影機 P」 -300(よ 、測定物 の輪郭形状 や表面状態 をスク リー

ンに所定 の倍率 (10× 、20× 、50× 、100× )に 拡大投影 し、測定 ・観

察 を行 うための測定機 です。

この精密万能投影機 P」 -300は 、光軸上 向 き形 でス ク リー ン有効直径

が 300mmの 卓上 形投 影機 で、操作性 が優 れてい ます。高性 含ヒ投 影 レ

ンズ は、 10× か ら 00× までの 4種類 がそ ろってお り、 い ろい ろな

要求 の測定 に活用 で きます。 また、付属 品の種類 も豊富 で これ らを

利用 すれ ば測定含ヒ率 が向上 します。

0高 1と能す隻影 レンズ は、 10×・20×・50×・100× の 4種類 が用意 され

てい ます。バ ヨネ ッ ト方式 で着脱 が容易 です。

●反射 照明装 置 も本体 に内蔵 されてい ます。作業範囲 に障害物 が な

く、作 業性 が良 くなってい ます。

●載 物台 は固定載物台か ら 150mm× 50mmの 微動載物 台 まで 4種類 の

取付 けが可能 で、 自由 に選 択 で きます。

2.各 部 の 名称

1. INTRODUCT!ON

Proftte Proiector P」 ‐300 is a technologica‖ y advanced instru‐

ment with unique design feature.  The vvorkpiece image′

either contour or surface or both can clearly be projected at

desired magnification (10X, 20X′  50X, 100X)on the
w9!i balanced φ300mm(12'')prOjection screen for efficient

measurement and inSpection.

Because of the we‖ balanced design feature′ this bench type of

profile projector P」 ‐300 is superior in maneuverabttity and

peformance. The wide choice of projection lens and a long

list of accessories expand the measuring capabttity and increase

the efficiency at the same time.

● Projection iens(10X,20X′ 50X,100X)is easy to mount in

bayonet system and high in performance.

。 Work area is greater owing to built― in surface i‖ uminator.

● Four choice of work― table′  ranging fron∩  plain stage to

cross―travet(150x50mm or6′′
x2'′ )micrO‐ stage.

2.NOMENCLATURE

① 投影 レンズ

(拡 大投影用レンズ )

② 透過照明装置

(輪郭投影用照明装置 )

③ 透過照明用コンテンサレンズ

切 換 つ まみ

④ 反射照明装置

表面投影用照明装置

⑤ 反射照明上下動レバー

⑥ 反射照明用コンデンサレンズ

⑦ 投影スクリーン

0載 物台

③ 焦点合わせハンドル

⑩ 操作パネル

① 入カパネル

⑫ 記録板

① 速光板

① ProjectiOn iens

② Contour illuminator

() Lever switch,condenser iens

for contouri‖ unlihation

こⅢ Surfacs i:luminato

O Positionl■ g  iev9r,  surface

illuminatcゞ

⑤  condenser iens for surface

illuminator

⑦  PrOiectiOn screen

①  WOrk―table

③  Focusing wheel

⑩  ContrOl panel

⊂D input panel

⑫ TablefOr memo′ etc.

⑬ Douser

⑦

①

④⑥

‖
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Screen

第 1ミ ラ ー

(表面 反 射 鏡 )

Mirror No l

透 過 照 明 光 学 系

Opticai systenn for contOur i!luHlinator

反射 照 明光 学系

Optical systenl for surface i‖ uminator

Optical system for suttaCe i‖ unlination 10X-20X

10‐ 20× 反 射 照 明 光 学 系
反射照明用コンデンサレンズ

Condenser lens(su rface)

熱 線 吸 収 フ ィル タ

Heat absOrbing filter

光源電球 (反射 )

投 影 レ ン ズ
Lamp(Surface,

Projection tens

半透 鏡

Hatf‐reflecting

Fig.2

Optical system for su rface i‖ umination 50X-100X

50-100× 反射照明光学系
入射 窓 レ ンズ

第 2ミ ラ ー

(表面 反 射 鏡 )

Mirror No.2

50× 100× コンデンサレンズ

Subsidiary condenser lens
50X,100X

反 射 ラ ンプ上 下 勤 レバ ー

Positioning
iever′ su rface

i‖um inator

Fig.4

2

リーン

レ ンズ

―フィルタ

5.設 置・ 組 立

弊社 側 にて納入時 の組立・調整 が行 われ た場合 は、 この項 は抜 か し

て8.使用方法 か らお読 み くだ さい。

5-1.運 搬・ 本体 の 設 置

本体 は厳密 に調整 されてい ますので、積 みお ろ しや運搬・設置 の際

の衝 撃 や振 動 は極力避 けて くだ さい。運搬 に は本体側面 の把手 を利

用 して くだ さい。 (本機 は約 80k9です。)

木 枠 をはずす際 に は Fig 7の 釘 を抜 いて、

上 側 へ取 りはず します。(本枠 の中に標準付

付属 品 が入 ってい ますので確認 して くだ さ

い。)

Fig.7

投影機 を設置 す る場所 は一般精密測定室 にお け る場合 と同 じよ うな

考慮 が必要 です。設置場所 の多少の振 動 は投 影像 その もの には直接

影 響 あ りませ んが、長 い問使 用 してい る と精度 に悪影響 を与 え るこ

とがあ りますの でその点の配慮 は必要 です。 また、設置場所 の塵挨

は レンズ ・ ミラー等の光学部 品や微 動載 物台等 の可動部分 に悪影響

を与 え ますので充分 ,主 意 して くだ さい。 また、スク リー ンに直接外

部 か ら光 が入 ると像 の見 えが悪 くな りますの で室 内文丁や窓 に面 した

場所 は避 けて くだ さい。

5-2.組 立

① 組立 を始め る前に

0本体回 りの運搬用包装 を取 りはず します。

●投影スク リーン取付部の合板 を取 りはず します。

●反射鏡 に角虫才とないよう(こ 充分 ,主 意 して、 反射鏡

保護紙 を取 り除 きます。

② 投影スク リーンの取付 け

0ス クリーン下部 を本体の受け金

の
'毒

に合わせます。

●スクリーンを垂直に立て、上部

クランプ レバーを右に回 して国

定 します。

5.INSTALLAT]ON AND SETUP

Skip this section to the section 8 if insta‖ ation and setup are

to be carried out by MitutoyO's representative.

5-1.INSTALLATiON

Since the instrument has been rigidly adiuSted, shock and

vibration in carrying and insta‖ ation shouid be avoided.

For carrying purpose to the insta‖ ation

place′  PJ-300 is provided with handies

on both right and ieft sides,(PJ‐300 is

about 80kg in weight.)

P」 -300 is shipped in a crate (Fig 7)

together with accessories. To rennove

the lumber,pu‖ out the nans.

ttt nails

The place for instaWation should be free from vibration,

dust/dirt, and humidity as in the case for other precision

measuring instruments. The slight vibration in the insta‖ ation

place wili not have direct effect on the proiected image′

but win degrade the measurement accuracy gradua‖ y in along

term of usage′  requiring some measures agianst the vibration.

Dust and dirt wi‖  adversely affect the optical parts such as

iens and RlirrOr as weH as moving patts such as micro‐ stage.

Furthermore′ direct light such as room illunlination′ and such

light on the screen will obsecure the pro,9Cted image and

should be avoided.

5-2.SETUP

電D Preliminary procedure

O Remove the packings around the instrument.

● Remove the  plywvood fitted on screen mounting seat.

● Take off the dust‐ proof paper from the

mirror inside the instrument,paving due

attention not to tOuch the mirror surface.

② Mounting proiectiOn screen

e Set the bottom part of the screen in the

groove of screem mounting seat of the

instrument.

。 Set the screen etect to fit it in the  screen

seat.

Lock the screen by turning the lever at

the top Of the mountihg seat to the right.

クランプね し

screvv () Fixturing Hlicro‐ head on the

stage(Fig.8,

For equipping the micro‐ stage

with micro‐ head other than the

ordinary  one such  as DlGl‐

MATIC head,
。 Loosen the hex‐ socket head

screw  by hex‐ wrench and

then ioosen the ciamp screw.

● Insert the stem of the micro‐

head in the bracket to the

extreme  and  tighten  the

hex‐socket head screw.

固 定 ポ ル ト

ProieCtiOn tens

ガ

Stage giass

力

`_

Color filter

熟 線 吸 収 フ ィル タ

Heat―absorbing
filter

レンズ

Condenser lens

光 源 電球 (透 過 )

Lamp(ContOur)

Fig.1

外観寸法図 /Dimenslons

incident lens

反 射 照 明 用 コンデ ンサ レンズ

Condenser iens(surface,
熟 線 吸 収 フ ィル タ

Heat absorbing filter

光源電球 (反射 )

Lamp(Surface)
Half―reflecting mirror

投影 レンズ

Proiection lens

Fig.3

フー ド

450

Hood

記 録 板

Table for Memo

ヽ
〇
〇
一

③ マイクロメータヘッドの取付け

(Fig 8)
微 動載物 台 に標準仕様以外 のヘ ッ

ド (例 えばデ ジマチ ックヘ ッ ド)

を取付 け る場合。

●ブラケ ッ トの固定ボル トをゆる

めてか ら、クラ ンプね じをゆる

め ます。

●ヘ ッ ドを根 もとまで差込 み、固

定ボル トを しめて固定 します。

微動載物台

Micro‐ stage

0

ヽ
プラケット

◎

408

184い
〇
一

∞
ト
ト

392

636

677 646

raCket     Fig.8

7

ket head screw



④ 載物台の取付 け

a標準付属 品 の載 物台ア ダプ タ

に、付属 の 4本 のボル トで載

物台 を取付 け ます。(Fig 9)

区垂邑 :微動載 物台の場合 は、

マ イ ク ロメー タヘ ッ

ドの位置 に注意 して

くだ さい。

載 物 台

載 物 台 ア ダ プ タ

adapter

Ⅲ載物台 ア ダブタ を介 して載 物台

を本体 にのせ 、調整 ボル トによ

つて固定 します。(Fig lo)

□ :微 動載物 台の場合 は、

じ‐24)を確認 して くだ

さい、

⑤ 記録板の取付 け

。本体左手前の取付軸 に記録板の

取付部 を差込み ます。
●クランプね じで自由な位置で国

定で きます。

⑥ 投影 レンズの取付け
0レ ンズ取付部及び投影レンズのキャップをはず

します。

●投 影 レンズの赤点 を正面 に向 け、本体 レンズ座
の赤点 と合 わせ てか ら投影 レンズ を上 方 に押 し
こみ、右方向約 60度 、止 まるまで回 します。

六角穴イサポフレト   heX‐socket head screw

調 整 示 ル ト

Ad,screw
Fig.9

載 物 台

VVorkpiece stage

|百周節否七卜 _
Ad,screw

〔夢物台アダ■タ
Stage adapter

Fig.10

4 1nsta‖ ing:nicro‐ stage

a Attach  the  furnished

stage  adapter  to  the

bottom  surface of the

m icrostage′  and tighten

wvith  four  hex― socket

head screws as shovvn ln

Fig.9.

Caution: when upsetting
the   micro― stage

for attaching the

stage adapter′  be
carefu‖   n Ot  tO

crash the micro―

heads

O h/1ount the stage On the

stage base and tighten

the stage by means Of

the adiusting screw.

Fig.10

1冨孟詞 :Refer to 6 2_
4〉   in case of
mounting micro‐

stage

⑦ 電源電圧 への設定 (Fig ll)

外部 コンセ ン トの電源電圧 を確 認 し、入

カパ ネル の電圧切換器 を電源電圧 に設定

します。

aヒ ューズホル ダ を回 し、 ヒユーズ を取

出 します。

b切換 プラグ を手前 に引 き抜 きます。

C電圧切換器 の表示 を電源電圧 に合 わせ

た位 置 で七刀換 プラグ を差込 み ます。

dヒ ューズ を入 れ、 ヒューズ水ルダ を取

付 け ます。

① 電源 コー ドの接続

●メインスイッチ をOFFに しま

す。

●入カパネルの所定の位置及び

タト部 コンセ ン トに電源コー ド

を接続 します。

こ

Fuse holder

Fig.11

こ         と
GND VOLTAGE SELECTOR

り

() Set the voitage selector to the

supply voltage.(F ig.11)

Make sure the voitage of the pOwer

suppiv, and set the voitage selector

to the supply voltage.

a unscrew the fuse holder(in arrOw

marked direction)and take Out

the fuse

b Pu‖ Out the voitage selector plug.

C Reset the plug to the indication of

suppty voitage.

d Reset the fuse and screw in the

fuse holder.

① Connect the power supply

cord

● Make sure the main swltch

is at OFF.

● Connect the pOwer supply

cord to the input recepta―

cte and AC‐ Outiet.

t,,換 プ ラグ

Change plug

ヒュー ズ

ヒューズホルダー

Fuse

IN PUT

0

う

,p

C)instaliing Table for

Memo
● Set the recording Tabic

on the mounting shaft

provided at the 19ft front

side of the instrument.

The Recording Table can

be ctamped by the screw

at desired posture around

the shaft.

()Mounting proieCtion lens

● Remove the caps from lens mounting seat

and profectiOn tens

● Hold the proiectiOn tens vvith its red dOt

facing you′  and align the red dot Of the

lens to that of the lens mounting seat,push

up the lens into the seat, turn the lens

clockwise to the extreme(about 60 degrees

rotation).

8
9

蝶



6. 点  検

本機 は工場 出荷時 には厳密 に調整 され、輸送等 に対 して充分 に配慮

されてお りますが、安心 して ご使 用 いただ くために念 の ため下 記 の

項 目に従 って機 能・ 1圭能 につ いて確認 して くだ さい。

6--1 . 機 育ヒ点検

1)電装 部 品接 続 部

□ :各 スイッチがOFFで あることを確認 して ください。

□電源コー ド、入カコネクタ (イ ンレッ ト)、 電圧切換器、GND端 子

等、各接続・接合部 にゆるみのないことを確認 します。

2)メ イ ンス イ ッチ  OFF→ ON

ロスイッチの動作 を確認 します。

ロパイロッ トランプの点灯 を確認 します。

ロファンモータの動作 を確認 します。

3)透 過・ 反射 照 明 スイ ッチ

OFF→ HIGH→OFF→ LOW
OFF→ ON

ロスイッチの動作 を確認 します。

□照明用ランプの点灯及び輝度変化 を確認 します。

4)焦 点 合 わせ ハ ン ドル

□重力作 に異常なかたさ、力くた、 むら、異常音等力くないことを確認 し

ます。

5)透 過 照 明 用 コ ンデ ンサ レンズ切 換 部

(Fig 19参 照 )

□動イ乍に異常な力たさ等力くないことを確認 します。

6)反 射 照 明 上 下動 レバ ー  (Fig,20参 照 )

□動作 に異常なかたさやゆるみ、異常告等がないことを確認 します。

7)微動載物 台

□載物ガ ラス に傷 、汚 れが ない ことを確認 します。

□全 ス トロー ク を手 で往復 動作 し、異 常 なかた さ、が た、む ら、異

常昔 が ない こと を確認 します。

(マ イ クロメー タヘ ッ ドを回 して同様 に確認 します。)

8)投影 ス ク リー ン

ロ ス ク リー ンガ ラス に傷 、汚 れがない ことを確認 します。

□回転 スク リー ンの場合 は、回転・回転微 動・ クラ ンプ・ ク レンメ

ル の動作 に異 常 が ない ことを確認 します。

9)そ の他

□本体 ・各付属 品 に関 し、外観 ・機能 について頭著 な不具合点 が な

い ことを確認 します。

6. CHECKING PERFORMANCE

After setting up the instrument,carry Out the checkes detailed

in this section′  referring to the operating instructions where

necessary,and the instrument vvtti be ready fOr use.

6-1.FUNCTiON

l)Electric connection

Caution:Make sure each switch is turned OFF

□  Secure each electric connection(pOWer supply cord′ input

connector′ fuse holder,GND terrninal).

2)Main switch

□  ON-OF F operation of main switch,

□ Pi10t iamp wiII light at ON.

□  Fan motor ls activiated at ON.

3)Switches Of i:luminator

Contour:OFF→ HIGH→ OFF→ LOW
Surface: OFF→ ON

□  Svvitch operation.

□  ON and OFF ofiamp. Intensity of light changes.

4)Focusing wheel

□  No binding Or sticking or noise is observed in turning the

vvheel,and stage moves up and down smoothiv.

5)Fush‐ in and pu‖ ‐out iever of condenser iens for contour

illuminator(Fig.19)

□  Pus卜 in and pu‖ out for normal function.

6)Surface i‖ unlinator positioning lever(Fig.20).

□  No binding or sticking or noise is observed in positioning

the surface i‖ uminator.

7)Micro‐ stage

□  Stage giass is free of scratch and stain.

□  No mechanical binding or sticking Or noise is observed

in a manual traveWing over the entire stroke and in micro

meter head feeding operation.

8)ProieCtiOn screen

□  Screen giass is free of scratch and stain.

□  in casc of protractor screen,no malfunction is observed in

rotation′ fine feeding′ clamp′ and chart clips.

9)Other

□  Make visual inspection on basic unit and accessories.

田  Refer to section 9.  Maintenance is sOmething is found

vvrong.

6-2 . 性 能 鍔ミ検

1)透過 照 明 用 ラ ン プの フ ィ ラ タ ン ト位 置 の確 認

① 投影 レンズ を取 りはず します。

② 透過照明用コンデ ンサ レンズ切換つまみ をいっばいまで押 しこん

で、コンデ ンサ レンズ を50-100× 用にセッ トします。

③ メインスイッチ と透過民R明スイッチ をONし 、フィラメン トをスク

リーンに投影 します。

① フィラメン トがスクリーン中央に正 しく結像 していることを確認

します。(Fig 12‐ a)

■司弱盛の必要 が あ ると きには、7調整 1)に 従 って くだ さい。

Fig. 12‐ a

可   Proper

2)反 射 照 明 用 ラ ン プの フ ィ ラ メ ン ト位 置 の確 認

6-2.PERFORMANCE

1)Filament of contouri‖ uminator

O Remove the projection lens

② PuSh in the condenser lens tever to the extreme for 50‐

100X.

③ Turn ON the main switch and contour illuminator switch

to have the filament of the contour i‖ unlinator projected

on the screen.

① Filament image should be projected in the center of the

screen as shovvn in Fig. 12-a.

■ Refer to section 7. Adiustment l)for adjustment.

Fig.12

2)

不可 Ad,ustment is

Filament of surface i‖

Fig.12‐ b

requtred

uminator

① 投影 レンズを取 りはず しま

す。

② 反射照明用 コンデンサレン

ズ枠 を回 していっばいまで

押 しこみます。

③ 載物台上 に半透鏡 (10× ま

た は20X用 )を 置 き(Fi g

13)、  う七車由(こ 文↓しく:正 しく

向 きを調 節 します 。又、反

射 照明装 置 の位置 を調整 し

ます。(Fig 13)

① メインスイッチ と反射 照明

スイ ッチ をONし 、 フィラ

メ ン トをスクリーン上 に投

影 します。

③ フィラメ ン トがスクリーン

中央 に正 しく結像 している

ことを確認 します。

(Fig 14-a)

■調整 の必要 力ぐあ ると きに は、

7.調整 2)に 従 って くだ さい。

投 影 レ ンズ 座

PrOjectiOn tens Seat

反 射 照 明 用

コ ンデ ンサ レンズ

Condenser iens

載 物 台

Fig.14‐ b

① Remove the projection

iens.

② Turn in cIOckwise the

condenser iens of sur‐

face illuminator to the

extreme.

電) PIace a  half‐ reflecting

rγlirrr)r (for loX Or

20X)on the wOrk―
piece stage and adiust it

to the light beam(Fig.

13).

④ Turn ON the main
switch and surface 刊―

lunlinator  switch  to

have the filamentimage

prOieCted On the screen.

⑤ Filament image should

be  proiected  in  the

center of the screen as

shovvn in Fig.14-a.

■  Refer to section 7.

Adiustment 2)for
adiuStment.

半 透 鏡

Haif reflecting

Fig.13

■不具合点があ りま した ら、 9.イ呆守 に従 って くだ さい。

10

Fig.14‐ a

可  Proper

11

不可 Adjustment is required



3)倍率精度 の確 認

① 投影レンズを取付け、透過照明用コンデンサレンズを投影レンズ
の借 率 に合 わ せ て セ ッ ト します 。

② 特別付属品の標準スケール(No172 116)ま たは同等品 (以下基準

物 )を載物台上 に定置 してこれを投影 し、この像の寸法 を特別付

属品の読取スケール(No 172 61)(こ よって測定 します。

③ 測定 は、スクリーン中央付近 より放射状 に最低 4方 向について各

方向とも読取スケールの50mm、 100mm、 +45mmの 位置 を測定 します。

(測 定 に は読 取 ス ケ ー ル の最 小 目盛 を 目安 に します 。)

④ 倍率の誤差 は① 式で算出されます。
ここで、△ M:倍率の誤差

L:ス クリー ン上 での基準物の像の実測値
ゼ :基準物の寸法 (標準スケールの使用長 さ)

M:投影 レンズの借率

●弊社 の精度規格 は透 過光 で±01%以 下

ですので、各 測定位 置 での許 容値 は次 の

表 の とお りです。

(透過光による倍率精度 が許 容値 内であれ

ば、反射光 での倍率精度 も弊社規格 の 土

0.15%以 下 に保証 され ます。)

3)Checking magnification accuracy

(D 山呵Ount a proiectiOn tens′  and set the condenser lens of

contour itiuminator to the magnification of the projection

iens

t)PIace a standard scale No 172‐ 11 6 or the equivalent on the

lィvork― table to have it projected on the screen

③ Measure the projected image of the standard scale by a

reading scale(No.172判 61)on the screen,Measurements

must be made at least in 4 directions and at three points

in each direction on the hair line of the screen as shovyn in

F ig.15.

電) lヽlagnification error is calculated in the formula ① .

Where,△M=magnification error

L=measured length of the standard scale

兒ユlength of standard scale

M=magnification of the proleCtiOn iens

● The magnification error is specified

as ■0.1°/O for contour ‖lu向lination′

and the tolerance at each measured
point  tabulated  below.   (lf  the

magnification   error  for  contour

i‖ umination faWs l′vithin the tolerance,

that for surface iIIumination wi‖ also

fa‖  vvithin the specified tolerance Of

±0.15%).

4)微動載 物 台 移動方 向の確 認 (Fig。 16)

① 手持ちのレンズのうち最も低倍率の

す隻影 レンズをとりつけコンデンサレン

ンズ を切 り換 え ます 。

② 微 物載物台上 に指標 となる もの を置

き、 これ をス ク リー ンに投 影 します。

③ 回転スクリーンの角度目盛を“0"に

合 わ せ ます 。

4)Checking para‖ elism of micro― stage movement.(Fig.15)

キ旨オ票

① Mount the proiectiOn lens of
lowest magnifying power among

your projection lenses and then set

the condenser iens to the magnifi―

cation.

②  PIace On the micro‐ stage what will

serve as the reference for checking

the micro‐ stage travel,and project

it on the screen.

(D Set the protractor screen to zero

in angle reading.

① Maniplating the Y‐ Axis(back and

forward)moVement of the micro‐

stage′  align the edge of the refer‐

ence obiect tO the horizontat hair

line of the screen.

⑤ MOVe the micro― stage in X‐ Axis

(right and left)′  making sure that

the edge of the reference object

wi‖ not deviate from the horizontal

hair line over the entire stage travel.

載 物 ガ ラ ス

Stage giass

■  if deviation is observed′  refer to

the section 7.Adiustment 4)for

remedy

PrO,eCtiOn screen

5)微動 載物 台送 り精度 の確 認

6-1.7)項 で、その動作 に異常 が ない限 り、 ほ とん ど問題 はない と思

われ ますので 5 mm程度 の範囲 で簡単 に精度確認 を行 い ます。 この検

査 には、測定環境 ・合 わせ誤差 等難 しい要素 が多々含 まれ ますので

それ らに充分 ,主意 を払 って測定 してくだ さい。

機能上 の問題 と思 われ る狂 い (目 安 と して 0 01mm程度以上 )が ない

ことを確 認 します。

① 投影 レンズを取付けコンデンサレンズを倍率に合わせてきりかえ
ます。

② 特別付属品の標準スケールのように寸法が正 しくわかっているも
のを載物台上に定置 し、これを投影 します。

① 左右方向 (× 草由)と 前後方向 (Y軸 )に ついて、マイクロメータ
ヘッドによって測定 し、送 り精度を確言忍します。

④ マイクロメータヘッドの送り方向と戻り方向との両方について確
認 します 。

微 動 載 物 台

Micro,stage

指 標像

Reference image

十 字 線

Cross line
技影スクリーン

④ 微 動載物台の前後送 り (Y軸 )を利

用 して、指標像 をスク リー ン十字線

の横 方向の線 に合 わせ ます。

③ 微動載物台 を左右 (X軸 )に 移動 した

時、スクリーン十字線から指標像が

ずれない事 を確認 します。

■調整 の必要 があ ると きには、 ``7調整

4)に 従 って くだ さい。

△ヽll三 !生

垢;1坐
生X100% ◎

Fig。 16

5,Checking feeding error of micro‐ stage

if the micro―stage moves smoothly and no irregularity is

observed in checking under the section 6-1. 7),the miCro―

stage would prove to be normalr and checking feeding error

within the travel of 5mm vv‖ i be sufficient.

In this checking of feeding error, many factors of error such

as enviromental condition′ alignment error(refer to page 28)

etc.can be invoived,requiring due attention

Ensure that the micro― stage is free of error which can affect

the performance . .  . . . as for the reference,the error should

be less than O.01rnm.

電)Mount prOjection iens and set the condenser iens to the

magnification.

② PIaCe the standard giass scale or the like of known size

on the stage for proiecting it on the screen.

③ Feed the micro― stage by means of micro‐ head to have

measurement of the standard.  The cross hair line on the

screen provides the reference in measurementi micro‐ head

is to be read at each tirne when the hair line coinsides

with the datum and measured pOints of the standard.

④ Checking must be made both in X and Y axesand forward

and backward movements of the micro‐head.

測定位置

(読取 スケール )

Mcasured points
(Reading scale)

50 mm
(2′

′
)

100 mm
(4′

′
)

145 mm
(5.7″ )

□
:倍率 精 度 が (十 )と は、■ 式 の AMが (十 )の と き、つ ま り投 影 像 の実 ′a,値 L

が所 定 の寸 法 (ゼ × M)よ り伸 び て い る こ と を示 します 倍 孝 精 度 が (― )

と はその反 対 で す

●手持 ちのすべての レンズ について、確認 して くだ さい。

日 調整 の必要 の あ るときに は、7調整 3)に 従 って くだ さぃ

測 定 値

Pernlissable measured value

49,95～ 50 05 mm
(1.998～ 2002′

′
)

99.9～ 100.lmm
(3996-4004″ )

144.855-145 145 mm
(5.6943～ 5,7057″ )

Caution :(+)errOr′ say△ M is a plus value′ means that the measured

length L is targer than the normal size(完 xMチ (― )′ 胡ce versa

。 Check vvith aH other projection lenses you have tf thc error

is observed at the same portion on the projectiOn screen for

each projection iens′ what to be ad∫ uSted is the m irror

D Refer to the section 7  Adjustment 3)for adjustment

details.

Fig.15

■許  容 値

Allowance

■005 mm
(士 .002″ )

±0.lmm
(士 .o04″ )

±0.145 mm
(± .0057″ )

12

■異 常 が認 め られ ま した ら、 購 入先 まで御 連絡 くだ さい。

13

■ Contact the Mitutoyo's representative if error is excessive.



6)解像 の確 認 (透過 照 明 にて )

① 投影レンズを取付けコンデンサレンズを倍率に合せてきりかえま

す。

② 測定物等を載物台上に定置 し、スクリーン全面にわたつて部分的

に著 しく解像の悪い箇所がないことを確認 します。

口異 常 が認 め られ ま した ら、 9-4① に従 って くだ さい。

7. 調  整

“6.点 検"後 必要に応 じてお読み ください。

1)透過照 明用 ア ンプの フ ィラメ ン ト調整

① Ё過照明用 コンデンサレンズ切換つま

み を押 しこんで、コンデンサレンズを

50-100× 用にセ ッ トします。(投影 レ

ンズは取 りはず します。)

② 本体 右側面 手前側の扉 を引いて開け

ます。

③ 調節つまみ を操作 して、フィラメント

がスクリーン中央 に正 しく結像するよ

うに調整 します=(Fig 12‐ a)

調 整 つ まみ

Adェ knob

Fig 12‐ a

可  Proper

2)反射 照明用 ラ ンプの フ ィラ メ ン ト調整 (Fig.17)

6)Check the resolution tin contour i‖ umination)

①  Mount the proiectiOn iens and set the condenseriens to the

magnification.

② Piace a vvorkpiece on the stage to have it proieCted on the

screen.

③ Make sure that image is clear over the whole screen without

partial obscurity.

■  Refer to the section 9-4

observed.

電D if partial obscuritv is

7. ADJUSTMENT

1)Ad,ustment Of filament of contour illuminator

O Set  the  cOntour  illuminator

condenser  lens  to  50-100X

bu pushing in the lever.  Then

remove the projection tens′

if mounted

② Pu‖  open the contour ‖lu■lin‐

ator  windowv at  right  iower

side of the instrument.

③ By  manipulating  the  three

adjusting knobs′  adjust the f‖ a―

ment image to the position and

direction as shown in Fig. 12.― a

Fig 12‐ b

不可 Adjustment h required

2)Adiustment of filament of surface illuminator(Fig.17)

反 射 照明 用 ラ ンプ 扉

①  Remove the proiectiOn iens′  and

turn in ciockvvise the condenser

lens frame of the surface iIIumin―

ator to the extreme.

② PIace the half― reflecting mirror

(for 10X or 20X)on the wOrk‐
piece stage, Set the half― reflecting

mirror to the light beam of the

su rface ‖luminator to have the

filament image proiected On the

screen (Fig 13)

③ PuH open the surface i‖ uminator

window on the right uppwer side

of the instrument

O By manipulating the three adiust―

ing knobs, adjust the filament

irnage to the position and direc‐

tion as shown in Fig.12.‐ a

Larnp′ su rface Door

調整つまみ(3ヶ 所)Ad,knobs

3)倍 率 の 調 整 (Fig 18)

■倍率 の調整 には、熟練 が必要 です。特 に投影 レンズ を調整 す る必

要 があ る場合 な ど、 ど連絡 いただければ弊社 にて調整 いた します。

■倍率 の調整 は、 ミラーに よる方法 と投影 レンズ による方法 の 2つ

があ ります。特 に手持 ちの投影 レンズ が 2本以上 の場合 は、6-2.

3)の 結果 によつて どの方法 に よるか判断 します。一 般 的 には、 2

本以上 の レンズ で倍率 の狂 いの傾 向が同 じよ うな場合 は ミラー を、

傾 向 が異 なる場合 には投影 レンズ を調整 す る必要 があ ります。

投影 レンズの調整 は、治具 や熟練 が必要 ですので、以下 に ミラー

に よる借率調整 の方法 を説明 します。

① スク リー ンをはず します。

医ヨ 調整 は測定結果 に よって倍率誤差 のあ る

近 くのナ ッ トを操作 します。

区劃 倍率誤差 が (十 )の 場合 :ミ ラー を手前 に、

倍率誤差 が (― )の場合 :ミ ラー を後方 に

調整 します。

② 押 えね じをゆるめてか ら調整ナ ッ トを回 し

て ミラー位置 を調整 します。

③ 調整 と測定を交互に行い、言午容値に収まっ

た状態で、押えねじをしめてミラーを固定

します 。 (調 整 ナ ッ トに よ る調 整 で は多 少

(十 )に 合 わ せ て お き ます。)

④ 最後に倍率精度を確認します。

3)Adjustment of magnification(Fig.18)

■ Magnification adiustment requires experiences and should

beter be referred to a representative of the manufacturer.

■ Adjustment of magnification error is pOssible in two

ways: one by adiusting the mirror, and the other is by

adiuSting proiectiOn iens. lf you have two or more projec‐

tion ienses′ the way tO be adopted w‖ i be determined by

the resuit obtained in the inspection in the section 6-2.

3).  lf the error of magnification for the lenses had been

obseⅣ ed in the same tendency(the value and the ioca‐

tion),the mirror should be adjusted. On the other hand′

if the error is different for each projection tens in the

location  and value′  adiuStment is required for the
projection 19ns, But iens adiuStment is very difficuit and

should better be referred to the maker.sO,the attust‐

ment procedure herein described is limited to mirror

adjustment.

①  Remove the screen by uniocking the clamp lever

MirrOr No.2

Note l : Three adjusting nuts are pro―

vided around the mirror and

the nut to be adiusted is the

one around which the error is

observed in the checking 6-2.

3).

Note 2:Move the mirro forward when

the error is in(+)value Move

the mirror backward前 en the

error is in(―

'value
②  Loosen the set― screw, and turn

in or out the adjusting nut to

adiuSt the mirror position.

① Repeat the at】 justment and ac‐

curacy check until the error faWs

with the specified value.

④ Tighten the set‐ screw to fix the

mirror.(Adjustment rather a littie

bit in(十 )Value will pro面 de suc―

cessfui resuit.)

(D Check the magnification error again

to ensure the adiuStment.

4)Alignment of micro‐ stage movement to the cross hair line

of the screen.

● This adiustment is to be

made by manipulating the

tWo sCreWs provided on the

right  side  of  the  stage

adapter.

１

　

，

第 2ミ ラ ー

′/
ノ    ′″

′

えね と

調 整 ナ ッ ト

Adj.nut

押 え ね し

Set screw

① 投影レンズは取りはずし、反射照明用
コンデンサ レンズ枠 をい っばい まで押

しこみ ます。

② 載物台上 に半透鏡 (10× 、または20×

用 )を置 き、光軸 に対 して正 しく向 き

を調節 します。(Fig 13)

③ 本体右側面奥の扉 を引いて開けます。

① 調節つまみ を操作 して、フィラメント

がスクリーン中央に正 しく結像するよ

うに調整 します。(Fig 12-a)

コ ンデ ンサ レ ンズ枠

反射 照 明 用 コンデ ンサ レンズ

Condenser lens′ su rface

―

ザ

Fig.18

4)微動 載物 台移 動方 向の調整

0載物 台 アダブタの右側面 につ い

てい る 2本の調節 ボル トに よっ

て調節 します。 夢

調 整 ボ ル ト

イ碧
“

祭ヽ

―

Condenser lens frame

Fig.17

14 15

Adi screW



5)ス ク リー ンガ ラ スの 心 出 し調整

(ス ク リーンガラスを交換 した場合 )

日本調整 は熟練 が必要 ですの で、 ど

連絡 い ただければ弊社 にて調整 い

た します。

① 載 物 台上 に指標 を定置 し、ス ク リ

ー ンの中央 に投 影 します。

② 取付 ね じでガラス押 え板 を軽 く固

定 します。

③ ス ク リー ンを 180° ことに回転 させ

スク リーンガ ラス を微調整 しなが

ら(左右 、上 下方向 )偏心量 を許容

値 内 に収 め ます。

□ :偏 心量 の許容値 は物体面 で

0.OImmで すの で、20× 投影

レンズ使 用時 はスク リー ン

」とで0.2mmで す。

① 角度の読み を o`″ に合わせた時に

十字線の上下方向が鉛直方向にほ

ぼ合致することを確認 します。

③ 取付ね じをしめて、ガラス押 え板

を固定 します。

□ :最後に62_4)を 確認 します。

ランプレバー
5)Centering the protracter screen.

Caution:Thh adjustment is required when

the screen giass is replaced   This

adjustment requires experience and

should better be referred to a re‐

presentative of the manufacturer

① Remove the screen, remove

the giass holding plate by un‐

screwing the set screvv and

the  giass can  be  removed

from the frame.

② set a new screen giass and

l         slightly tighten the giass hold―

l         ing plate by the set screw.

電) P'ace on the stage an obiect

and project itin the center of

the screen,

8.使 用 方 法

8-1.使 用 上 の 注 意

境

設置場所 の振 動 ・座埃 ・湿気 に対 しては充分 配慮 して くだ さい。振

動 は、長時 間使 用時 の精度 に、 また、塵埃 ・湿気 は レンズ ・ ミラー

等の光学部 品や微 動載 物台等 の可動部分 に悪影響 を与 え ます。

操作 上の注意

レンズ交換 ・測定物定置・焦点合 わせ・測定時 な ど、作 業範囲周辺

(特 に載物 台周 り)に 注意 を配 り、不用意 な操作 によって投 影 レン

ズ・載物ガ ラス等 に破 損 や損傷 を与 えない よ うに して くだ さい。

投 影 レ ンズ

投影 レンズ は厳密 に調整 されてい ますので、分解 した り粗雑 に取扱

うことは1士能 や精 度 に悪影響 を与 え ますので絶対 に避 けて くだ さい。

また、 レンズ面 に機械 油やす り傷 をつ けた り しない よ うに充分 ,主 意

して くだ さい。 レンズ面 の多少 の ほ こり等 は性能 に極端 に悪影響 を

与 え ることはあ りませ んが、極 カ レンズ面 は

'青 '争

に保 つ よ うに心掛

け、汚 れの ひ どい時 は “91,青掃 ・注油"に 従 って,青掃 して くだ さ

投影機 を使 用 しない時 も、投 影 レンズ は本や卜に取付 けた ままで構 い

ませ んが、必 ずキ ップ をす るよ うに して くだ さい。

ミラー (表 画反射鏡 )

良好 に磨 かれ たガ ラス表面 にアル ミニウムの反射膜 が蒸着 されて い

ます。 この反射 膜 は非常 にう つ きやすいので,絶対 に手 を触 れた り

しないで くだ さい。
'青

掃 す る場合 には “9 1 テ青掃 ・テ主

'由

" の I頁 に従

って行 い ますが、 まず極 力汚 さない配慮 が肝要 です。

投影 ス ク リー ン

スク リー ンガ ラス はす リガ ラスの ため、指絞 や油気 ・ また傷 がつ き

やすい ものですの で、取扱 いに注意 す るとと もに、汚 れが ひ どい時

に 1ま
“9  清掃・ 注油 "に 従 つて くだ さtヽ 。

載物 ガラス

測定物 を載 せ るの で最 も傷 がつ きやす く、 また破損 の恐 れ もあ りま

す。測定 物 を載 せ る時 には衝 撃 を与 えない よ うに ,主意 す るとともに、

測定物 の ごみ等 をよ く落 し、 また載物ガ ラスの上 で浪」定 物 を引 きず

るような ことはな るべ く避 けて くだ さい。

電 装 部

8,OPE RATiON

8-1.PRECAUTiONS

nsta‖ ation environment

Due attention is required against vibration′  dust/dirt and

hu阿lidity: vibration adversely affects the accuracy fOr iong

term usage′ dust/dirt and humidity directty affects the optical

parts such as iens and mirror′  as vveW as moving parts of the

micro― stage.

Handling

in replacing profeCtiOn tens′ mounting a workpiece on the

stage′ focusing by moving up or do、ハln the stage,pay due atten―

tion to the operating surrounding especia‖ y arround the stage,

stage glass,etc.not to damage them.

PrOieCtion iens

Each projection lens has been strictly adjusted and sha‖ not be

disassembled but must be treated very carefu‖ y.  D isassem―

bling or rought handling of the projection iens wi‖  adversely

aftect the performance and accuracy

● Lens surface must be kept free from machine oil and

scratch

o AIthough slight dust on the tens surface has no particular

effect on the performance′  care must be taken to keep it

free from stain  if the stain is observed to be excessive′

clean it foWowing to the section O-1.Cteaning and oiling.

● Cover the projection lens with a cap when it is left idle

being mounted on the instrument.

Mirror(surface reflection mirror)

Reflecting filrn on the finished giass surface is the deposit of

aluminium evapOrative and accordingly subject to scratch.

Never touch the mirror surface. Reference can be made to the

section 9-1. Cteaning and oiling when cteaning is required.

But precautions not to stain it are of the primary impOrtance

Projection screen

The proiectiOn screen is made of ground giass and subject to

stain or finger prints′ oil and scratch.

Refer to 9-1, Cteaning and o'Iing vvhen cteaning the screen

glass

Stage giass

The lハ′orkpiece to be measured is mounted on this stage giass′

and therefore it 、lvi‖  be subject to scratch. For precautions′

workpiece must be wiped clean from dust′ dirt′ chips′ etc.and

should not be dragged over the stage giass.

Electric control

h/1ain s、 ハ′itch must be turned OFF before connecting or dis‐

connecting the power supply cord

Ctamp lever
付 ね じ

① Rotate the protractor screen in 180°  increment′  estimat―

ing the value of the eccentricity and making manual fine

adjustment of the screen giass to have the eccentricity

adjusted within the tolerance.

□ :The tolerance for the eccentricity ls specified as
O.01 m So′ if the 20X prOjection iens is used for checking

the eccentricity′ the deviation observed on the screeen should

be within O.2 rnrn

O Set the angle scale to O° ′ and make sure that the vertical

hair line of the screen is true on the perpendicular line

⑥  Tighten the set screw to fix the giass holding plate

Notei Finaliv′ refer to the section 6-2 4)

16

電 源 コー ド等 の着脱 時 は、必ず メイ ンスイ ッチ をOFFに して くだ さ
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8-2.投 影 レンズの選 定・ 倍 率 変換

172-202

投影 レンズ は、必要視 野径・測定方法・要 求精 度 な どに よって適切

な倍率 を選定 す る必要 があ ります。

投影倍率 を変換 す る場合 は、投 影 レンズ とこれ に対応 して コンデ ン

サ レンズ を切換 え ます。

投 影 レンズ を取 りはずす時 に は、投 影 レンズ を上 へ持 ち上 げなが ら

左方向 へ約 60° 回 して引抜 きます。

コ ンデ ンサ レンズ は、本

体 左側面 の透 過照明用 コ

ンデ ンサ レンズ切換 つ ま

み を操作 して切換 え ます。

(Fig.19)
● 10× 、20× ―・士刀換 つ ま

み を上 ま

る まで引

き出 しま

す。

●50× 、100× 一七刀換 つ ま

み を止 ま

る まで押

し込 み ま

す。

50-00× 用

コ ンデ ンサ レンズ

切換つまみ
Subsidiary condenser tens

Change‐ knob (50-100X)

Fig.19

8-3.照 明輝度調整 と投影の方法

メイ ンスイ ッチ をONす ると、′ヾ イ ロッ トラ ンプが点灯 して フ ァンモ

ー タが作 動 します。透過 。反射 の各 照明 スイ ッチ をONす る と照明用

ラ ンプが点灯 します。(透過 照明 は、HЮ HT側 で明 る く、LOW側 でやや

暗 くな ります。)

透 過・反射 とも光源電球 の定格使 用時 (透過 は
｀
HЮ H″ )の 平 均寿命

は 100時 間 です。

8-2.SELECT10N OF MAGNIFiCATION AND
REPLACING LENS 1)透過 照 明 によ る投 影

測定物 の輪郭 が影 になつて投影 され ます。投影 レン

ズ借率 に対応 して コ ンデ ンサ レンズ を切換 えること

で適切 な照明光束 が得 られ ます。

カラーフィル タNo 172 60(特 別付属 品 )は 載物台下側

に差込 み ます。

.“

““
"“

レ́  ‐

2)反射 照 明 によ る投 影

測定物 の表面状態 が投影 され ます。反射 照明用 コン

デ ンサ レンズ枠 を回 して出 し入 れす ることで照明光

束 が調節 て'き ます。 10× ・20× は投影 レンズ先端 に

半透鏡 を装着 し、50X・ 100× はす費影 レンズ に内蔵 さ

れてい る半透鏡 をレバ ー を回 して挿入 します。

いず れの場合 も半透鏡 (10× 、20× )や 入射窓 (50× 、

100× )を正 しく反射 照明装 置 に向 け、 また、反射 照

明上下動 レ′ヾ ― によって半透 鏡・入射 窓 の中央 に照

明光 が入 るよ うに高 さを調 節 します。

又、 10× 、20× に は斜反射 鏡 (特別付属 品 )も あ り

ます。反射 照明上 下動 レバ ー は、握 りを左 に回 して

クラ ンプ をゆるめてか ら上 下 に調節 し、調節後 は握

りを右 に回 してクラ ンプ します。 (Fig 20)

反 射 照明上 下 動 レバ ー

Surface i‖ uminator
positioning lever

3)透 過 。反 射 照明 共 用 に よ る投 影

測定物の輪郭 と表面状態 とが同時に投影 されます。

1)ProiectiOn with contour i‖ unlination

The profile or contour of a workpiece is pro―

jected on the screen.  The optimum light

beanl is obtainable by adjusting the condenser

iens iever to the magnification of the pro‐

jection iens.

Color filter No. 172-160 (option) can be

insered below the workpiece stage.

2)ProieCtiOn with surface i‖ umination

The surface of a workpiece is projected on

the screen.The light beam can be adiuSted

by running in or out the condenser iens of the

surface i‖ uminator.

FOr the surface illumination′  half― refiecting

mirror is used: for 10X and 20X proiectiOn

ienses,  detachable  half― reflecting  mirror  is

housed in the lens and can be adiusted by

the lever.

in any case, set the half‐refiecting mirror to

the light beanl fronn the surface ttlunlinator

and adiust the height of the surface inunlinatOr

by the lever.  The lever can be ioosened by

rotating the grip counter‐ clockwvise and ciamp―

ed by clockwise rotation.(Fig.20)

3)Projecrtion with both surface and contour

i‖ unlinations

The surface and contour of a workpiece are

prOieCted On the screen simuitaneously.

Cautbn:DouЫ ed image of contour can be produced

on the screen when the contour i‖ umina―

tion is rnade with the half‐ reflecting mirror

being set on the pro,9ction lens,  In this

case′   remove the half‐reflecting mirror

fronl the projection lens
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172-204 172‐ 207

in selecting a projection iens for the optimum magni● cation′

consider the required filed diameter of vievv′  measuring

method,and required accuracy.

For changing the magnification pOwer′  the condenser iens

must be adiuSted to the proiectiOn lens replaced..

To remove the proieCtion lens,turn the projection iens count‐

er―ciockeise by about 60° ′pushing up the projection iens.

(峰 ′く

':母

P
…

172‐ 203

Condenser iens(10-20X)

50 00× 照 明

i‖ umination
(50-100X〉

Condenser iens can be

set to the magnification

by puwing out or push‐

ing  in ti19 1ever pro‐

vided on the left side of

the instrument. (F ig.

19)

●Pu‖  out the lever to the

extreme for 10X‐ 20X.

。Push in the lever to the

extreme for 50X‐ 100X.

1020× 照 明

i‖ umination
(10-20X)

10-20× コ ンデ ンサ レ ンズ

〇

8-3.BRIGHTNESS ADJUSTMENT OF ILLUMINATOR
AND PROJECTiON METHOD

On of the main switch wi‖  light the pilot iamp and activiate

the fan motor. The surface and cOntour i‖ um inators vwi‖ be

lit with ON of respective snap switch. The brightness for con‐

tour iliunlinator is changeable for HIG}→  or LOW,  Service

life for the both i‖ uminator iamps is about 1 00 hours at rated

voitage(at HlGH for contour iIIuminator).

珍

珍

半透銭 を装着 した ままで透過 照明

のみ に よって投影 します と、測定

物 の輪享B部分 に 2重像 力く出 ること

があ ります。 この時 は、半透鏡 を

取 り除 いて くだ さい。

18
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8-4.測 定 物 の定 置 (Fig.21)

浪」定物 は載物 台の載物ガ ラス上 や、 T溝 を利

用 して装 着 され た付属 品や治具 によって定置

します。

0投影 され る面 は載物ガ ラス と反対側 、す な

わち投影 レンズ に画 した部分 です。

0両 セ ンタ穴 のあ る円柱状 の測定物 やね じな

どの定置 には、

一傾斜 セ ンタ台 (No 176-105、 No 172-197)

0-般 の円柱状 の測定物 には、

…Vブ ロック台 (No 72-378)

0比較 的薄 い測定物 に は、

… クラ ンプ装置 No176 107)

これ らの特 別付属 品 は載物 台の T′春に Tボ ル

トとナ ッ トに よって固定 します。

測定物 に よって は専用治具 な どを、 この T'碁

を利用 して取付 けること もで きます。

Ⅲ

洋
‐ | ,こ ,

8-4.MOUNTING WORKPIECE ON THE STAGE(Fig.21) 8-6.測 定 。検 査

測定 ・検査方法 は、測定物 の形状・大 きさ・数量 ・測定 目的 ・要 求

精度 な どに よって適切 な方法 を選 ぶ必要 があ ります。

1)目 盛 尺 によ る測定 (Fig.22)
実 測

Magnified

8-6.MEASUREMENT′ INSPECTION

Profile proiector iS a versatile measuring instrument and can be

avaWable for a l′ vide varieties of applications

Ⅳleasuring method for each application is to be determined

depending on the factorsinvolved in measurementi shape′ size

and quantity of workpiece′  measuring purpose,and required

accuracy′ etc

FoHovving is the basic example of measuring method and can

be deveioped depending on the particular measuring require‐

ment

測 定 面

Fi争 21‐ 1

〇

Fig.21‐ 2

172‐ 378

測 定 物

Workpiece

載 物 ガ ラ ス

Stage giass

Tお

T stOt

載 物 台

Stage

Caution

dimension

Fig.22

Fig,23

目盛 尺

(読取 スケ ール )

Reading

The  workpiece  to  be  measured  is

mounted and set on the stage gtass or

supported by means of fixture or iig

vvhich is fixed to the stage by using

T―slots,

● The surface or contour to be prolected

must face up to the proieCtiOn iens

● For holding cylindrical、 A10rkpiece with

center holes on edns′  swivel center

support(No 176‐ 105, 172-197)vw i‖

be useful

● ′ヽ‐block(172‐ 378)is for hOlding ordi―

nary cylindricat workpiece.

● Holder with ctamp No 176‐ 107 is for

holding rather thin workpiece.

red faCe

物

ナ ット

1)Dimensional measurement of
prOieCted image by scale

(Fig.22)

This is to measure the dimensions

of the eniarged workpiece image on

the screen using a scale: apply the

scale on the screen and measure the

image,  divide  the  measurements

(150 mm for example)by the
magni¬ cation (10X for example)

of the projection lens for the

actual dimensions(15mm in this
case)of the workpiece.

T示 ル ト

Nut

T‐ boit

投影 スク リー ン上 に直接 目盛尺 を当てて、

拡大投影 された像 の寸 法 を測定 します。

スク リー ン上 での測定値 (例 えば 150mm)

を投影 レンズの倍率 (例 えば o× )で割 れ

ば測定物 の実寸 法 (こ の場合 1 5mm)が 得

られ ます。

。特別付属品のガラス製読取 リスケール

を用いると、日盛線かスク リーンに密

着 してイ見差が除かれ正 しにヽ測定ができ

ます。

が

7
These fixtures そ】re set to the stage via

T‐ siot using T― bolt and nut

Customer‐ madヒ .special jig of fixture can

be set to the stage by means Of this T_slot.

〕

_鯵 ぃ
`多

_
■プ _

176-107

8-5.FOCUSING AND POS,TiONING THE WORKPIECE

Focusing is carried out by rotating the focusing handvvheel to

elevate the stage up and dovvn

8-5.焦 点合 わせ 。測定 物 の位 置 決 め

焦点合 わせ は焦点合 わせハ ン ドル を回 して、載物 台 を上下 す ること

に よって行 い ます。

注 意 載物台 を上 下 す る場合 、特 に段差 のあ る測定物や傾斜 セ ン

タ台 ・ Vブ ロック台等 で測定物 を保 持 した場合 に は、投影

レンズ に測定物 や付属 品 をぶつ けない よ うに充分 注意 して

くだ さい。

●浪」定物 の測定方向 を微 動載物 台の移動方向 に合 わせ ます。 ス ク リ

ー ン十字線 を基準 と して (回転 ス ク リー ンの場合 は角度読 み
｀

0″ )、

測定物 、 また はこれ をイ呆持 す るイ呆持具 を動かす ことによって調整

します。

●回転 テ ーブル (No 176 06、 No 172-196)を 利 用す ると便利 です。

in manipulating the focusing handwheet to elevate up or

down the stage on which a workpiece of stepped feature is

mounted or the vvorkpiece is supported by swiVel center

suppott or V― biock′  care must be taken not to crash those
things  against  the  staitionary part such as projection

tens′ etc

172-116

許 容 範 囲 限 界 予泉

2)標準 図形 との比 較 (Fig.23)
Tolerance i

投 影 スク リー ン上 に拡 大投影 された像 を、

その拡大倍率 に応 じて描 か れた標準図形

と比較 す ることによって測定  検査 す る

方法 です。

0こ の方法 に よると、単純 な寸法浸」定 だ

けにとどまらず、測定物 の形状 や 多点

の測定 が で きます。検 査 に対 して は、

その許 容範囲 の限界線 を描 いてお くこ

とで容易 に合否判定 がで きます。

●標準図形 は、設計値 か ら作成 す る場合 と、基準 となる測定物

の拡大投 影像 をスク リー ン上 で トレース して作成 す る場合 が

あ りますて

0い ず れの場合 も透明 か半透 明 な トレーシ ング シー ト (フ ィル

ム )を使 用 し、精密 な比較 や長期保 存 を必要 とす る場合 には、

比較 的伸 縮 の少 ない トレース用の プ ラステ ックシー トを使 用

して くだ さい。

172‐ 161

。 卜llitutoyo reading scale of giass is

ideal for this type of twleasure‐

ment′  because the graduated sur‐

face of the scale can 'it on the

screen giass′  oroviding paraHax‐

free measurenttent

Reading scale

No 172161 300mm O.5m

No 172‐ 16212.′  .02′
′

Standard scale

No 172‐ 116 50mm O.lm
No.172‐ 117 2″  01″

2)ComparisOn with standard overiay chart.

(F ig.23)

ThiS IA′ ay Of measurement is suitable for checking

the complicated part feature l′ vhich can not be

inspected in a sirnple one dirnensional measure‐

ment,   The standard overiav chart is made

(traced On the transparent paper)to the drawing

of the llvorkpiece at desired scale of eniargement

or to the master workpiece projected on the

scree n.

● For inspection purpose′ the tolerance lines can be added on

the standard Overiay chart, many a workpieces can be

inspected with reference to the tolerance lines

● For precise inspection or for a long term storage of stan‐

dard overiay chart′ plastic tracing sheet of less elasticity is

recommended.

読 取 リスケ ー ル

No172-161  300mm

標 準 ス ケ ー ル

No172-116   50mm

0 5mm

( lmm

単

0

。 After the image of the vvorkpiece is focused and clearly

visible on the screen′  align the measured line of the wvork―

piece to the mojng axis of the micro‐ stage.in this adjust―

ment, the workpiece or the fixtures is moved tO have the

measured line of the lハ′orkpiece aligned with the cross hair

tine of the screen.

。 Rotary table(No. 176‐ 106′ 172‐ 196)is effective for this

purposc of alignment

軍

,府  
‐
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3)直角座 標 測定

微 動載物 台 の十字動 に よって寸法 を測定 します。

●投影像 の測定原点 をスク リー ンの十字線 に合致 させ た時 のマ

イク ロヘ ッ ドの読 み と、載物台 (測 定物 )を移動 し、測定本 を

同 じ十字線 に合致 させ た時 のマイ ク ロメータヘ ッ ドの読 み と

の差 が測定物 の実寸法 ですざ

,3)Rectanguiar coordinate measurements.

Cross travel of a micro‐ stage is used to have dimensional mea‐

surement.

① Take reading of micro― head (Or zero set the counter in

case of Digi‐ matic is used)when the datum point ofthe

projected workpiece is aligned vvith the cross hair line of

the screen.

② G"e micro feed to the stage(workpiece)in

X Or Y― axis unt‖  the measured point is

aligned with the same cross hair line, and

take reading of the micro‐ head(or counter).

C)The difference between the two readings(or

counter reading) represents the actual dト

mension of the workpiece irrespective of the

magnification of the projection tens used.

。 The use of DIG卜 MATIC Head

and Counter Series 1 64

With the use of DIG卜 MATiC
Head&Counter on the micro―

meter stage 翻76-136/176‐ 131,

measurement  becomes easier

and efficient because of its up―

graded feature: measured value

is indicated in digit′ etiminating

mis‐ reading′  any desired pOint

can  be  established  as  zero

point by the ZERO switch,

a‖ owing direct indication of

measured value from the zero

point一 no need to calculate. If

S‐ Counter is employed′  print‐

ing or data processing by com―

puter becomes possible.

② 照明用ランプが点灯 しない。

(メ インスイッチ、照明用スイッチ をONし たとき)

□ Check l:パ イロットランプ。ファンモータは正常に動作 しているか。

Yes
旺 ① 参照

□ Check 2:ラ ンプの フィラメ ン トは正 常か。 (切 れていないか )

Yes
阻

□ Check 3:照 明用スイツチの動作 は正常か。

② ‖luminatorlamp w‖ i not light

(at ON of main switch&illuminator switch)

□ Check l: P刊 otiamp&Fan motor for normal operation

Normal

ラ ンプ交換

1性
Referto ①

□ Check 2: Lamp filament(blown or not)哨m引理的
□ Check 3: ‖lunlinator switch operation

測 定 長

Actuat dimension

172-240

Yes

スイッチ交換

□ Check 4:ト ラ ンス 2次側 の 出力電圧 (12V、 10V)は正 常 か。 □ Check 4: Secondary output voltage of transformer

性

阻

Normal
理 鵬 嗣

L

Fig.24

●デ ジマ チ ックヘ ッ ド・ カ ウ ンタ 164シ リー ズの利用

微 動載物台 (176-i36)に デ ィジ ´ル

式 マイク ロメー タヘ ッ ド及 びデ ィジ

タルカ ウ ンタ を取 り付 け ると、測定

値 がデ ィジ タル表示 され、読 み取 り

誤差 もな !な り、 またRESETボ :タ ン

を押 す とカ ウ ンタがゼ ロセ ッ トされ、

その点 か らの測定値 が直接表示 され、

高精度 、高能率 の測定 が可 能 とな り

ます。

外部 出力の あ る S― カ ウ ンタにはプ

リンタ、 コンピュー タ等 が接続 で き、

測定値 の 自動記録 、デ ータ処理 が可

能 とな り、能率 向上 が図 れ ます。

Yes

トラ ンス交換

中継コー ド断線、接続不良〔メーカヘ連絡〕

③ 焦点合わせの動作が異常である。

異常なかたさ 。がた 。むら・異常音等 を感 じましたら、 無理 に動

か したり各部 を分解することなく、購入先までご連絡 ください。

① 目盛尺 による測定や標準図形 との比較検査に狂いが生 した。

倍率精度 に誤差が生 じたと思われます。“6-2.3)"項 に従い倍率精

度 を確認 してください。調整の必要がある時には、購入先 までご

連絡いただ くか、“7.3/項 に従って調整 して ください。

③ 微動載物台の動作お よび寸法測定値が異常である。

“6-I.7)"項 および“6-2.5)"項 に従 って確認 して ください。調整・

修理の必要がある時 には、各部 を分解することな く購入先 まで=
連絡 ください。

⑥ 回転スク リーンの動作が異常である。

回転・回転微動・クランプ等に異常 を感 じましたら、無理 に動か

したり各部 を分解することなく購入先 までご連絡 ください。

② 部分的に著 しく解像が悪い。

下記の項 目をチェックして ください。原因によっては弊社 までご

連絡 ください。

□ 投影 レンズ は正 しく差込 まれてい るか。

□ 焦点合 わせ は確 実 であ るか。(測定物 の段差 が原 因 で はないか。)

□ 測定物 または載 物ガ ラス に油等 がついていないか。

□ 投影 レンズ に汚 れ、破 損等 はないか。

ロ ミラー (表面反射 鏡 )に 異 常 はないか。

12V/10V

Refer to maker

()Sticking or binding is felt in focusing wheel operation.

Refer to manufacturer without disassembling Or moving

forcibly it.

④ Error is observed in measurement vvith giass sca]e or overiay

chart.

The cause of error may be attributed to the errorin magnト

fication. Refer to section 6-2.3)for checkingf and 7.3)

for adiustment.

⑤ Operation of micro‐ stage is not no『 mal,and error is obぃ

served in measurement.

Refer to 6-1,7)&6-2.5)for checking and then referen∝

is to be made to the manufacturer for adjustment and

repair without disassembling.

⑥ Operation of protractor screen is not normal.

If rotation,fine adjustment,damp are not normal,refer to

the manufacturer without disassembling.

C)RemarkaЫ e partial obscurity is observed in the pЮ iected

image.

Check the fo‖ owing points:

□ PrOiectiOn tens for proper setting

□ Focusing(partiCulariv on stepped part)

□ Workpiece and stage giass for stain(o‖ )

□ Projection tens for stain,breakage.

□ Reflecting mirror for stain or damage.
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く合 わせ誤 差 〉

“合 わせ誤差 "と は簡単 にい えば、測定物 の投影像 をス ク リー ン十字

線 (基準線 )に 合 わせ よ うとす ると きに生 ず る誤差 の ことで、合 わ

せ の方法 や測定物端面 の状 態 (投影像 の見 え方 )な どが影響 します。

1)合わせの方法

Fig.29の よ うな 2つ の方法 で測定 した場合 の測定値 のバ ラツキ幅 を

表 iに 示 します。

表 Iの よ うに、特 に低倍率 で測定 す る場合 には合 わせ の方法 が測定

値 に影響 す ることに ,主意 して くだ さい。

スク リー ン十字線(基準子泉)

Cross line treference〕

担〕定物
of work

<Alignment error,>

The error which can be invoived in aligning the datum or

measured line(point)of a workpiece with the reference tine

(Cross hair line)Of the screen.

The error mav increase or decrease depending on the method

of alignment and the surface condition of the datun∩  line of

the vvorkpiece being aligned.

1)The alignment error due to alignment method

The variation of error abserved in different alignment methods

A St B are tabulated in Table l, where please note that the

alignment method has a great effect on error for measurement

with iow magnification.

D=d― (α +2β
)

求める寸法

Dirnension to be measured

浪J定 イ直

Measured value

スクリーン十字線幅

Thickness of reference line

す さ間幅

Thickness of slit(work‐ edge and reference line)

100X

2～ 4μm

1～ 2μm

【

ACCESSORIES/付 属品

No. Description

172‐202 投影 レンズセ ッ ト 10× PrOieCtiOn iens set 1 0X

172‐ 223 10X Lens

呵72‐ 225 半透鏡 (0× ) Half reflecting mirror(10X)

172‐203 投 影 レ ンス セ ッ ト 20× Projection ens set 20X

172‐224 20X Lens

172-226 半透鏡 (20× ) Half refiecting mirror(20X)

172-204 投影 レンズ 50× (半透鏡 内蔵 ) Projection lens 50X(with half‐ reflecti n m irror)

172-207 投影 レンス loo× (半透鏡 内蔵 ) Projection tens 1 00X(with half reflecting mirror}

172-229 斜反射 鏡 (10× ) Oblique reflecting mirror(10X)

172‐ 230 斜 反射 鏡 (20× ) Oblique reflecting mirror(20X)

5司 1024 172225用 半透鏡カ ラス Glass for 1 72-225

511028 172226用 半透鏡ガ ラス Glass fOr 1 72-226

172‐ 217

10×  レ ンズ

20×  レ ンズ

固定 スク リー ン

回 転 ス ク リー ン 360'、 5

回 乾 ス ク リー ン 360、 十

カ ラ ー フ ィル タ、緑

標 準 ス ケ ー ル 50mm、 0 0 mm

読 取 ス ケ ー ル 200mm、 0 5mm

読 取 ス ケ ー ル 300mm、 0 5mm

P ain Screen

Protractor screen 360°  5

Protractor screen 360° ′1′◇

Ｄ

　

　

ｄ

α

　

　

　

β

172‐ η90

172-191

β

合わせ方 B
Method B

合わせ方法
Alignment method

合わせ方 A

Method A

合 わせ方 B

/ヽethod B

β

172‐ 222 写真す最影装置 フィツレム 120× 165Πn   PhOtographic attθ chment′ fitrn size 120x 165mm

172-160-2 Color filter′ green

172-116 Standard scale 50 mm′ 001 mm

172-117 Standard scale 2″ ′ ,01″

172-118 Reading scale 200 mm′ 05mm

172-119

172‐ 161

合わせ方 A
Method A

Fig.困

(表 1)(TaЫ e l)

(表 2)(Table 2)

Rcading scale 300 mm′ 05mm
172‐ 162 Reading scale 1 2″ ′ 02'

172-199 言己金景オ反 Table for placing memo,spec etc

η72‐ 216 E]えョ載キ勿モζ +50× 150mm ィ100mm P ain Stage 150 x 950mm φ100mm
176‐ 136 微至力載物台 150× 50mm 50× 50mm   Micro Stage 150 x呵 50mm 50x50 mm
176-131 肘licro― Stage 6 x 6″ 2x 2″

172‐ 240 テジマチ ノク付微動載物台 50× 50mm  M cro Stage with DIG卜 MATIC 50 x 50 mm

172-193 微 動載 物台 280× 50mm 100× 50mm   Micro Stage 230 x 150 mm η00 x 50 mm

呵72-218 卜licro‐ Stage l呵 x 6″        4x 2′
′

2)測 定 物 端 面 の 状 態 (投影 像 の 見 え 方 )

測定物端面 の状態 によって、投影像 の端面 があ ま り鮮 明 に見 えなか

った り凸凹 に見 えた りす ることがあ りこれが “合 わせ誤差 "に 影響

します。 これ らの現 象 は拡大倍率 力く高 くなるほ ど顕著 にな ります。

従 って一般 的 には、拡大倍率 が高い ほ ど、合せ のバ ラツキ は少 な く

はな ります力く、必ず しもそれ らが単純 なとしf列 関 f系 にはない とい う例

を下 に示 します 。

Wo

ナイフエ ッジ

Knife edge

円筒形プラグゲージ

Cylindrical plug gage

2)Error due to the surface condition of work‐ edge

The edge of the proiected image may not be visible ctearly Or

convex or concave of it rnay appear more visible depending on

the surface condition,affecting error in alignment.

The phenomena vv‖ i become remarkable as the magnification

power increases.  So′  although the alignment error can be

reduced by increasing the magnification power′ the reduction

ratio is not always correspOnding to the ratio of the increase of

the magnification as shown in the table 2.

100X

0.61μm (数値 は 標 準 偏 差 Sを示 して い る。,

(阻与駄ζイ
Ven n the ttdard)

〉
ヽ

η72‐ 194 微動載物台 400× イ50mm 150× 50mn   Micro‐ Stage400x 150mm 150x 50mm
172-219 円licro― Stage 16 x 6″ 6x2″

176‐ 105 Slハ′ivei center su ppOrt± 10°

172‐ 197 Swivei center support± 10°

176‐ 106 回転 テ ーブル 6 Rotary measuring stage 6′

172-196 回転 テ ー ブ ル 2 Rotary measuring stage 2′

176-107 ク ラ ンプ装 置 Holder with ctamp

172‐ 378 V―BIOck&ciamp φ25 mm(1′
′

)

200727 透 過 月R日月用 ラ ンブ 12V、 100W Lamp fOr cOntouriHuminator 12 V′ 100 Ⅵy

201呵 31 反射 照明用 ラ ンブ 12V、  50W Lamp fOr surface i‖ uminator η2 V′ 150 VV

510188 Fuse 5A

200673 Stage giass φ80 mm
200667 laSSφ 100mm
510042 Stage giass 190 x 92 n∩ m
510408 Stage glass 150 x 92 mm

930092

傾 斜 セ ンタ ± 0・

傾 斜 セ ンタ ■ 0

V_フ ロック・ クラ ンプ ψ25mm

フ ユ ー ズ 5A

ステージガ ラス ″80mm

ス テ ー ジ ガ ラス ψ100mm

ス テ ー ジガ ラス 19o× 92mm

ス テ ー ジガ ラ ス 150× 92mm

ステ ージアダプ タ

ボ ル ト(4ヶ )、 六 角 レ ンチ

測  定  物

0.91μ m

表 2は 、端面状態 の よいナ イフエ ッジ と一般 的 な測定物 と して円筒

形 プラグゲ ージ によって合 わせ の誤差 (バ ラツキ)を測定 した結果

を一例 と して示 してい ます。

この他 に も “合 わせの誤 差 "を生 む要素 はあ ります が、特 に上 記 の

二点 には注意 して “合 わせ誤差 " を少 な くす るよ うな測定方 ,去 を選

んで くだ さい。

The tabie 2 represents the deviation of alignment error ob―

served in the typical workpieces, one is knife edge, the one

which has the weW finished edge,the other is the cylindrical

plug gager the one vvhich has the surface edge commonly

observed in many workpieces.

There are other factors than those explained above which wi‖

affect the error in attgnment. But the two are the typical ones

which require utmost attention.

スクリーン十字 4泉 (基

10X

10～ 21μm

2～ 5μm

10X

0.72μm

1.14μ m

28

930093

29
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SERViCE NETWORK

■MTl CORPORATiON

■MITUTOYO CORPORAT10N

■MTICANADA LTD

■MITUTOYO DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCiO
LTDA.

■MITUTOYO MEXlCANA S.A.
DE C.V

キSAMPOH MESSGERATE
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
M.B.H.

キSAMPOH NEDERLAND B.V

キSAMPOH SCANDINAV:A
A.B.

キMlTUTOYO(U.K.,LTD

■MITUTOYO(SINGAPORE)
PTE LTD.

柿式会社三 豊 製 作 所

18 Essex Road′ Paramus N」 .07652′ USA
Tel:201‐368‐ 0525  Telex:(230)134317

DETROIT BRANCH
13500 Wayne′ Livonia′ 卜/1i 48150′ USA
Tel:313‐525-5060  Telex:(230)231134

CHiCACO BRANCH
2025 Tonne Road′ Elk Grove′ Vi‖ age′ 11 60007′

∪SA
Tel:3呵 2-956‐6370  Telex:(230)282566

DALLAS BRANCH
10699 Stemmons Freeway′ DaIIas′ TX 75220′
USA
Tel:214-556‐ 0533  Telex:(230)791975

LOS ANGELES BRANCH
1 6925 East Gale Ave,City ofindustry CA.91744
USA
Tel:213-961-9661  TeleX:(230)670351

1 6935 East Gale Ave′ City ofindustry CA 91744
USA
TcI:213‐ 961‐ 9671  Telex:(230)670351

6699 Campobelio Road′ Mississauga′ Ont L5N 2L7
Canada
Tel:416-821‐ 1261-3  Teiex:(21)6522903

Rua Brigadeiro Galvao 109 Barra Funda P O Box
4225′ Cep 01151‐ Sao Pau10‐ (SP)Brasil
Tel:825‐ 131l  Telex:(38)1123768

Estrada de Suzano Ribeirao Pires′ 1555‐Suzano

Sao Paulo′ P O Box 222 Cap 08o00 BraSil

Tei:476‐4212/4544

Walter C Buchanan No.236-A Fracc San Andres
Atoto Naucalpan′ Edo de Nlexico Apdo
Posta1 1 36-B

Tel:576-87‐ 99  Telex:(22)1772007

4040 Neuss 21′ Borsigstr′ 8‐ 10′ lⅣ est Germany
Tel:02107-2026/7/8  Telex:(41)8517702

Peizerweg 68/5′ Groningen′ Holland

Tel:050 185140  TeteX:53681 SAMPO NL

Box 712′ Stockholmsvaegen 26′ 194-27

∪pplands―vaesby′ SヽAleden

Tel:760‐92400 TeteX:15353 SAMPOH S

Unit l′ KingswBy′ VValworth industrial Estate′

AndOver′ Hampshire′ SP10 5LQ′ Engiand

Tel:AndOver 0264-53123  Telex:(51)477694

BIock-2′ 6th FIoor Units 601/608 Psa卜 llu lt卜 Storey

Complex′ Pasir Panjang Road′ Singapore‐5

SingapOre
Tel:2727422′ 2727423  Telex:(87)25875

東 京 都 港 区 乏 5 33-7
電 言舌(03)453  3331(大 イt)

川 崎 市 高 津 区 坂 戸 165

電 話 (044)8224131(代 )

川 崎 市 高 ′
=区

坂 戸 165

電 言占(044)822  4131(十 ()

川 崎 市 高 津 区 坂 戸 165

電 言き(044)82?  4131(十 〔)

川 崎 市 高 ′
=区

坂 戸 165

電 言舌(044)822- 4131(十 t)

字 都 宮 市 下 栗 町 2200

電 言舌(0286)56  1111(イ t)

字 都 宮 市 下 粟 町 2200

電 言舌(0286)56  1111(イ t)

字 都 宮 市 下 粟 町 2200

電 言き(0286)ら 6  1111(イ t)
栃 木 県 那 須 郡 馬 頭 町 1建 武 2375三 豊 イ青機 十■ヽ

目]:き (02879)2  2661(イ t)
呉 市 広 町 730 3

電 言き(0823)フ 1  6111(十 t)
呉 市 広 町 フ30 3

電 言舌(0823)'1  6111(十 t)
広 島 県 豊 田 gБ 安 蒲 町 安 登 下 条 1452・木三 豊 光 学

電 言き(082384)5411
呉 市 広 町 大 広 新 開 1823

電 言き(0823)ア 1  1450

茅 ヶ崎 市 本 宿 町 6 7
目5言き(0467)51- 2143(イ モ )

三豊百事株 式会 社

本      社

開 発 本 部

川 崎 事 業 所

′ら の 口 工 場

電 子 技 術 研 究 所

字 都 宮 事 業 所

′日1 器  工  場

機 器 工 場

馬  ヨ員 工  場

広 島 事 業 所

広 島 工 場

広 島 光 学 工 場

広 島 街 造 工 場

ァΞ 田 石升 究 所

本      社

東 京 営 業 所

仙 台 営 業 所

長 岡 営 業 所

諏 訪 営 業 所

水 戸 営 業 所

小 山 営 業 所

大 宮 営 業 所

八 王 子 営 業 所

千 葉 営 業 所

川 崎 営 業 所

イ女 ,兵 営 業 所

争 同 営 業 所

名 古 屋 営 業 所

大 阪 営 業 所

富 山 営 業 所

京 都 営 業 所

神 戸 営 業 所

岡 山 営 業 所

広 島 営 業 所

九 州 営 業 所

東 京 マ イ ク ロ

コ ー トセ ン インー

大 阪 マ イ ク ロ

コ ー トセ ン ター

リニ ヤ ス ケ ー ル

グ  ル  ー  プ

4寺 4装 ク ル ー プ

三 垂 サ ー ヒス 十樽

東 京 都 港 区 乏 5

電 話
と(03)453

東 京 都 港 区 芝 4

十く)

教 伝 道 セ ン ター ビル

108

213

213

213

213

321

321

321

324-06

フ3フ ー01

73ア ー01

729-26

73ア ー01

253

108

108

983

940

392

310

323

330

192

275

210

220

422

466

550

930

612

652

700

730

812

213

550

213

33-7
3331(大
3  14イム

電 言舌(03)452-0481(イ t)

仙 台 市 木 の 下 2-6-19
電 言き(0222)57  4925

長 岡 市 中 島 5-6
電 言舌(0258)33-0401

諏 訪 市 高 島 1-25 13
目邑言舌(C2665,3-6414

水 戸 市 三 の 丸2 5-13薬 ヒル

電 言舌(0292)26-2031
小 山 市 本 郷 町 2-2成 田 ヒル

電 言舌(0285)22-3151(十 t)

大 宮 市 東 町 2-205細 井 ビル

電 言き(0486)44  2488
東 京 都 八 王 子 市 寺 町 22

電 言き(0426)25-28フ 5

習志 野 市 東 習 志 野 1 4-32
目∋言舌(04フ 4)77  294フ

川 崎 市 華 区 塚 越 2-225安 伸 ヒル

電 話 (044)544-0411
1i浜 市 西 区 北 幸 2 13 1

電 言舌(045)311-5422(十 t)

乖 岡 市 敷 地 2 14-1
電 言き(0542)37-6061(イ t)

名 古 屋 市 昭 和 区 鶴 舞 4-14-26
電 :き (052)フ 41  0382(十ヽ)

大 阪 市 西 区 新 町 チ 3 フ

電 言舌(06)531-4541(十 )ヽ

富 山 市 向 新 庄 253 1
目]三舌(0764)51  0581

京 都 市 イ夫β tti栞 草 西 痛 aI丁8 64
目]言き(075)643  2877

神 戸 市 兵 摩 区 三 川 口町 2 5 10
電 言き(078)577  2231

同 山 市 青 ケエ937-1
電 言舌(0862)31  6064

広 島 市 中 区 南 竹 屋 町 6 1ア 広 田 ヒル 内

電 言舌(0822)43  2244(イ t)

福 岡 市 1寺 多区 1与 多駅 南 2 10 22
電 言き(092)411  2911(十 (,

川 崎 市 高 津 区 坂 戸 165

電 話 (044)822 4131(代 )

大 阪 市 西 区 新 町 3 3 フ

目]言舌(06)531  4548

三 豊 計 ′目1学 院 213

川 崎 市 高 だ 区 坂 戸 165

電 言舌(044)822-4131(イ t)

川 崎 市 高 津 区 坂 戸 165

目]言舌(044)822-4131(イ t)

川 崎 市 高 ′軍区 坂 戸 165

電 話 (044)822 4131(代 )

M=TUTOYO MFC.CO.『 LTD.
33-7. Shiba 5‐ chome′ 的linato― ku′  Tokyo′ 」apan

Cable: MIT∪ TOYO Tokyo
Telex:  242-2395
Phone: (03)453‐3331

Prlnted in Japan

109820213BAL


